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１．概要（Summary） 

微細加工技術を応用して細胞動態を制御する技術は

大きな注目を集めている。我々は細胞培養時時に細胞が

接着する足場を限定化する方法に着目し、細胞の大きさ

より微細な線で構成された格子構造を有する、メッシュ構

造基板という培養基材を開発した(Fig. 1)。格子構造の開

口部大きさを十分に大きく設計することで、メッシュ線上に

付着した細胞は自己組織化の作用により細胞シートを形

成する[1]。この格子形状を変化させ様々な形状のメッシ

ュ構造基板を作製するため、京都大学ナノテクノロジーハ

ブ拠点にて技術相談および装置利用を行った。 

結果として、複雑な形状を組み合わせたメッシュ構造基

板の作製に成功した。細胞培養時にメッシュ構造基盤の

形状が培養細胞に与える影響を現在検分である。 

さらに、現在主に使用している SU-8 以外の素材を用

いてメッシュ構造基板を作製する計画も目下進行中であ

る。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナー、レーザー直接描画装置、ウエハ

スピン洗浄装置、レジスト現像装置 

【実験方法】 

まず、スピン洗浄装置を用いて洗浄した Si ウエハー表

面上に、犠牲層となるゼラチンとフォトレジストである SU-8

をスピンコートした。続いて、レーザー描画装置を使用し

て微細な格子構造を描画したガラスマスクを用いて SU-8

を紫外線露光した。フォトリソグラフィー工程の終了後、Si

ウエハーを湯煎することでゼラチン層を溶解し、メッシュ構

造を描画した SU-8 を剥離した。これをカプトンテープ等

で破損しないように補強し，メッシュ構造基板とした。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したメッシュ構造基板を用いて筋芽細胞を培養し

た実験では、細胞が徐々にメッシュ開口部を埋め、自己

組織化的に細胞シートを形成した。等方的な正方形格子

のメッシュ構造基板に比べ，菱形格子のメッシュ構造基

板を使用した場合においては，細胞シート内で一方向の

細胞配向性が発生し，格子の形状のみにより配向性制

御が可能であることを確認できた(Fig. 2)。 
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Fig. 1 Actual image of mesh substrate.    

Fig. 2 Cell orientation control by mesh shape 

design. 


